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近年，大気圧プラズマジェット(Atmospheric pressure plasma jet: APPJ)は加工技術や治療技術な

どの多岐にわたる応用が研究されている．APPJ は大気圧環境下で容易に生成することが可能であ

る．さらに，APPJ は照射範囲を局在化することで微細な照射をマスクレスで実現できるといったメリッ

トを有することから，MEMS などのマイクロデバイスの作製技術としての応用などが期待される．これ

まで我々のグループでは，APPJ 生成技術と走査型プローブ顕微鏡(Scanning probe microscope: 

SPM)技術を応用した走査型ナノピペットプローブ顕微鏡を開発してきた 1,2)．これにより，SPM 技術

による精密な照射距離制御を用いた APPJ の局所照射が可能となり，サブマイクロメートルスケール

の微細エッチング加工を実現している．しかしながら，これらの結果は低周波(Low frequency: LF)プ

ラズマを用いた加工であったため，エッチングレートが低いという問題があった．  

 本研究では，高周波の大気圧誘導結合型プラズマ(Inductively coupled plasma: ICP)を用いること

で，エッチングレート向上に取り組んだ．開発した装置の概略を図 1(a)に示す．石英製のナノピペット

を APPJの放電管および SPMのプローブとして用いる．SPM技術を用いることで，ナノピペット先端-

試料表面間距離を精密に位置決めできる．これにより，ナノピペットの開口径と同程度に局在化され

た大気圧 ICP を照射した微細エッチング加工が可能となる．加工対象にはポリメチルメタクリレート

(Poly methyl methacrylate: PMMA)を用いた．図 1(b)および(c)に，大気圧 ICPおよび低周波 APPJ

によってエッチングされた PMMA 表面の原子間力顕微鏡像およびラインプロファイルを示す． これ

らの結果から，大気圧 ICP を用いることでエッチングレートの向上が確認された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 (a)本実験装置の概略 (b)微細加工された PMMA表面の AFM像 (c)ラインプロファイル 
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